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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Organizacja i oprogramowanie systemow
pomiarowych

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Structure and Programming of Computer
Measurement Systems

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

Ogdlno akademicki
(ogdino akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnosc

Komputerowe Systemy Pomiarowe

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Elektrotechniki i Systemoéw
Pomiarowych

Koordynator modutu

Cezary Siwon

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

- semestr

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku Kierun kowy

przedmiotéw (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu ObQWqukqu )
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zaje¢ polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw VI

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

Semestr letni
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

(kody modutéw / nazwy modutow)

Egzamin tak .
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 5
Forma . . wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt inne
prowadzenia zajeé
w semestrze 15 15 30
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Poznanie metod sterowania urzadzeniami pomiarowymi, srodowiska programistycznego
Cel LabView i nabycie umiejetnosci tworzenia w tym srodowisku prostych programoéw. Zdobycie
modutu | umiejetnosci zaprojektowania i zbudowania systemu pomiarowego wraz z
oprogramowaniem sterujgcym.
Forma
Symbol prowadzenia odniesienie | odniesienie do
efektu Efekty ksztalcenia zajec do efektow efektow
(umiejetnosc/¢/l/ | kierunkowych | obszarowych
p/inne)
Znajomos¢ tworzenia oprogramowania w w K_wWo03 T1A W03
w 01 | Srodowisku programistycznym LabView K_WO06 T1A W06
Potrafi tworzy¢ elementarne aplikacje w I K_U15 T1A_WO03
u o1 |S$rodowisku LabView K_U17 T1A_WO7
Potrafi zaprojektowac i zbudowac¢ system W K_U11 T1A UO7
U 02 | pomiarowy wraz z niezbednym oprogramowaniem K_U17 T1A_U16
U 03 Potrafi udokumentowac swojg prace i jej efekty p K_uo3 T1A UO1
kK o1 | Umie wspotpracowac w zespole p K_K04 T1A KO3
Tresci ksztatcenia:
1. Tresci ksztatlcenia w zakresie wykfadu
Odniesienie
Nr . . do efektow
wyktadu Tresci ksztatcenia ksztatcenia
dla modutu
1,2 Jezyk SCPI W 01
3 Prezentacja srodowiska programistycznego LabView W_01
4 Tworzenie prostych aplikacji w LabView W _01
5,6 Tworzenie aplikacji w LabView — programowanie wizualne W _01
7 Akwizycja danych w LabView W _01
2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen
Odniesienie
N’r zajec Tresci ksztatcenia do efektoyv
éwicz. ksztalcenia
dla modutu
3. Tresci ksztalcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
Odniesienie
erzajec Tresci ksztatcenia do efektoyv
ab. ksztatcenia
dla modutu
1 Wprowadzenie do srodowiska LabView — analiza przyktadowych programoéow U 01
2,3 Tworzenie aplikacji symulujgcej prosty obwadd elektryczny U 01
4,5 Akwizycja danych w aplikacji LabWiew — biblioteka NI-DAQmMXx U 01
6,7 Wizualizacja danych w aplikacji LabView U 01
4. Charakterystyka zadan projektowych

Tematyka obejmuje zaprojektowanie i zbudowanie systemu pomiarowego wraz z oprogramowaniem o
zadanej tematyce w srodowisku LabWindows lub LabView. W ramach projektu nalezy:
- zaprojektowac strukture systemu,

- dobra¢ elementy systemu,

- dokonaé podziatu pracy w zespole,

- zbudowac system z dostepnych elementéw,
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- zaprojektowac aplikacje sterujgcg systemem,

- przetestowac program,

- wykona¢ dokumentacje projektu w postaci sprawozdania.

5. Charakterystyka zadah w ramach innych typow zajeé dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 | Kolokwium

U 01 Sprawozdania z zaje¢ laboratoryjnych 1, 2,3, 4

U 02 Dokumentacja projektu w postaci sprawozdania

U 03 Dokumentacja projektu w postaci sprawozdania

K 01 Dokumentacja projektu w postaci sprawozdania
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D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 15
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 15
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2
5 | Udziat w zajeciach projektowych 30
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie 4
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 66
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2,64
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 8
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow
14 | samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 5
15 | Wykonanie sprawozdan 8
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium 10
17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji 20
18 | Przygotowanie do egzaminu 8
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (53u9ma)
21 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 2,36
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie pracg studenta | 125
23 Punkty ECTS za modut 5
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta

E. LITERATURA
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